
АНОТАЦІЯ 

 

Дипломна робота виконана на 113 сторінках, вони містять 6 розділів, 53 

ілюстрацій, 25 таблиць та 53 джерела в переліку посилань. 

Предмет роботи – дослідження оптоелектронних властивостей 

напівпровідникових плівок CuAlO2  p-типу провідності. 

Метою роботи є досягнення, зіставних з результатами інших дослідників, 

оптоелектронних властивостей  плівок CuAlO2  при використанні методу 

реактивного іонно-променевого розпилення. 

У першому розділі розглянуто основні методи нанесення тонких плівок і 

їх особливості. 

У розділі 2 зроблено огляд головних методів дослідження структури, 

поверхні, складу, оптичних на електричних властивостей тонких плівок. 

Третій розділ присвячено літературному аналізу відомих способів 

отримання тонких плівок CuAlO2. 

В розділі 4 описується застосований експериментальний метод іонно-

променевого розпилення і технологічні режими осадження плівок CuAlO2. 

У п’ятому розділі представлено результати досліджень характеристик 

отриманих тонких плівок CuAlO2. 

У розділі 6 проведено маркетинговий аналіз задля виявлення ринкових 

можливостей використання результатів роботи. 

Робота виконана згідно вимог нормативних документів НТУУ «КПІ ім. І. 

Сікорського» та чинних державних стандартів. 

Ключові слова: тонкі плівки CuAlO2, прозорі провідні оксиди, реактивне 

іонно-променеве розпилення,  провідність p-типу, прозора електроніка, ППО. 

 



ABSTRACT 

 

Thesis is made on 113 pages, it contains 6 chapters, 53 figures, 25 tables and 

53 sources in the list of references. 

Subject Work - study of optoelectronic properties of semiconductor films 

CuAlO2 p-type conductivity. 

The aim is to achieve, comparable with those of other researchers, the 

optoelectronic properties of films CuAlO2 when using reactive ion-beam sputtering. 

In the first chapter the basic methods of applying thin films and their features. 

Chapter 2 reviews the main methods for studying the structure, surface 

structure, optical to electrical properties of thin films. 

The third chapter is dedicated to the literary analysis of known ways to get thin 

film CuAlO2. 

Section 4 describes the experimental method used ion-beam sputtering and 

technological modes of film deposition CuAlO2. 

The fifth section presents the results of research obtained characteristics of thin 

films CuAlO2. 

Chapter 6 conducted market analysis in order to identify market opportunities 

using the results. 

Work carried out in accordance with regulations NTUU "Igor Sikorsky KPI" 

and the current state standards. 

Keywords: CuAlO2 thin films, transparent conductive oxides, reactive ion-

beam sputtering, p-type conductivity, transparent electronics, TCO. 
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